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１．概要（Summary） 

ナノ光ファイバーは原子をトラップするのに有用であり、ナ

ノ光ファイバーの長さが短いほどトラップ出来る時間が長

くなる。今回は、FE-SEM （S-4800）を用いてナノ光ファ

イバーの形状を観察した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

イオンビームスパッタ装置 

FE-SEM（S-4800） 

【実験方法】 

まず、フレームブラシ法で炎を往復させながら通常の光フ

ァイバーを延伸することで、ナノ光ファイバーの作製を行

った。炎の移動距離をスキャン長と呼ぶ。次にイオンビー

ムスパッタ装置を用いてナノ光ファイバーにスパッタコー

ティングを行った。その後、FE-SEM を用いてナノ光ファ

イバーの直径を 10μｍごとに測定した。測定したナノ光フ

ァイバーを次の 2 本である。 

(1) 炎のスキャン長が 400μm のナノ光ファイバー 

(2) 炎のスキャン長が 50μm のナノ光ファイバー 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

(1)(2)の測定結果を Fig. 1 および Fig. 2 に示す。ナノ光

ファイバーの最小径をウェイスト径と呼び、その部分の長

さをウェイスト長と呼ぶ。 

 

Fig. 1 Nanofiber with a flame scan length of 400μm. 

 

Fig. 2 Nanofiber with a flame scan length of 50μm. 

 

Fig. 2 よりウェイスト長が 60μm、ウェイスト径が 492nm の

ナノ光ファイバーが作製出来た。しかし、理論形状と異な

っていたため、炎のスキャン長に比べて炎の大きさが無視

できないことが分かった。 
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